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１．概要（Summary） 

自己検出型カンチレバーの感度向上が必要であり、そ

れに使われる歪みセンサーにはグラフェンが有望である。

今回、グラフェンを歪みセンサーとした自己検出型カンチ

レバーを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

Si/SiO2 基板にグラフェンを成膜し、歪みセンサーの形

にエッチングした。次に Ti、Ni の順に蒸着しリフトオフを

行い電極を作製した。そしてその上からスパッタ、TEOS

の CVD で SiO2 保護膜をつけて電極上のみフッ酸でエ

ッチングした。最後にフッ酸で SiO2、TMAH で Si をエッ

チングすることでカンチレバーを作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 グラフェンを成膜し、歪みセンサーの形にエッチングした

後のサンプルを Fig. 1、それに電極をつけた後を Fig. 2、

更に SiO2保護膜をつけてエッチングした後を Fig. 3、最

後にフッ酸、TMAH でエッチングを行い完成した自己検

出型カンチレバーを Fig. 4に示す。上手く作製することが

できた。 

 

Fig. 1. Etched Graphene. 

 

Fig. 2. Fabrication of electrodes. 

 

 

Fig. 3. Fabrication of protective SiO2 film. 

 

 

Fig. 4. Manufactured self-sensing cantilever. 
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